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摘要

一般長行程奈米級位移致動器之驅動機制複雜 ， 無法輕
易搭配市售或自製之線性位移平台。本技術之摩擦驅動

模組具有體積小、安裝簡便之優點 ， 可搭配市售之線性
位移平台 ， 創造出奈米級位移解析度之致動器。此致動
器可多模式驅動 ， 達到公分級位移以及次奈米級定位解
析度。

技術優勢

目前市面上之線性、旋轉壓電致動器之驅動機制較複

雜 ， 本發明使用市售之積層式壓電材料 ， 搭配市售或自
行建構之位移平台 ， 以簡單之摩擦驅動機制達成線性或
旋轉之致動目的。

應用範圍

掃描探針顯微鏡樣品之大範圍與高解析調整。 電子顯
微鏡 內 部樣品位移與角度調整 光學鏡片線性、角度與
旋轉致動。 同 步 輻射X光顯微術之樣品旋轉平台 顯微鏡
樣品台調整致動
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